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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第1の管状構成部分（１’）の端部に配置され、雄ネジ部（３）を含む雄要素（１）、お
よび第２の管状構成部分（２’）の端部に配置され、前記雄ネジ部（３）に対応する雌ネ
ジ部(４)を含む雌要素（２）で構成される密封式ネジ込み管状接続装置であって、
前記雄雌要素の少なくとも一方は、ネジ部（３）を越えて要素の自由端部（６）まで届く
リップ（５）を有し、他方の要素は、前記リップ（５）のための凹部（１０）を有し、
前記リップ（５）は、前記他方の要素の方へ向いた周囲面を備えた第1の帯（７）を有し
、その上で第1のシール面（１３）が前記他方の要素の凹部（１０）の前記周囲面に配置
された対応する第２のシール面（１１）に対して半径方向に締まり嵌めされるように配置
され、
前記リップ（５）は、前記第1の帯（７）と要素の自由端部（６）の間で第２の軸方向に
位置した帯（８）を有し、前記他方の要素の前記凹部（１０）の前記周囲面上の第２の軸
受ラジアル面（１２）に接する状態で、前記他方の要素の方へ向いた第1のラジアル軸受
面（１４）を有すると共に、
前記第1の帯（７）と前記第２の帯（８）は、前記第1の帯と前記第２の帯より低い半径方
向のスチフネス（stiffness）を備えた第３の帯（９）によって軸方向に分離されると共
に、その上にかけられる圧力によって前記他方の要素の方へ半径方向に変形するように設
けられることを特徴とする密封式ネジ込み管状接続装置。
【請求項２】
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請求項1に記載のネジ込み管状接続装置において、前記第３の帯（９）の厚さは、前記第1
の帯（７）の厚さおよび前記第２の帯（８）の厚さより薄いことを特徴とするネジ込み管
状接続装置。
【請求項３】
請求項２に記載のネジ込み管状接続装置において、前記第３の帯（９）の最小厚さが前記
リップ（５）の厚さの６０％から８０％の範囲であることを特徴とするネジ込み管状接続
装置。
【請求項４】
請求項２に記載のネジ込み管状接続装置において、前記第３の帯（９）の最小厚さが前記
リップ（５）の厚さの７０％であることを特徴とするネジ込み管状接続装置。
【請求項５】
請求項１から請求項４の何れか一項に記載のネジ込み管状接続装置において、前記第３の
帯（９）の厚さが最小である区間の長さが０．２５ｍｍから５ｍｍの範囲であることを特
徴とするネジ込み管状接続装置。
【請求項６】
請求項５に記載のネジ込み管状接続装置において、前記第３の帯（９）の厚さが最小であ
る区間の長さが０．５ｍｍであることを特徴とするネジ込み管状接続装置。
【請求項７】
請求項１から請求項６の何れか一項に記載のネジ込み管状接続装置において、前記第２の
帯（８）が前記要素の自由端部（６）に位置することを特徴とするネジ込み管状接続装置
。
【請求項８】
請求項１から請求項７の何れか一項に記載のネジ込み管状接続装置において、前記ラジア
ル軸受面（１４）が前記他方の要素の方へ向いた周囲面上の円環状の面を備えた部分を有
することを特徴とするネジ込み管状接続装置。
【請求項９】
請求項８に記載のネジ込み管状接続装置において、前記円環状の表面部分の半径が５ｍｍ
以下であることを特徴とするネジ込み管状接続装置。
【請求項１０】
請求項１から請求項９の何れか一項に記載のネジ込み管状接続装置において、前記ラジア
ル軸受面（１２）が円筒表面の一部分であることを特徴とするネジ込み管状接続装置。
【請求項１１】
請求項１から請求項１０の何れか一項に記載のネジ込み管状接続装置において、前記第1
のラジアル軸受面（１４）と前記第２のラジアル軸受面（１２）が、前記第1のシール面
（１３）と前記第２のシール面（１１）間の幾何学的な干渉より５％から２０％大きな幾
何学的な干渉をしていることを特徴とするネジ込み管状接続装置。
【請求項１２】
請求項１から請求項１１の何れか一項に記載のネジ込み管状接続装置において、前記第1
のシール面（１３）と前記第２のシール面（１１）が実質的に等しいテーパーを備えたテ
ーパー面部分であることを特徴とするネジ込み管状接続装置。
【請求項１３】
請求項１２に記載のネジ込み管状接続装置において、前記テーパー面部分がテーパーを５
％から５０％の範囲で有することを特徴とするネジ込み管状接続装置。
【請求項１４】
請求項１から請求項１３の何れか一項に記載のネジ込み管状接続装置において、空隙が前
記リップ（５）の前記自由端部（６）の前面と前記他方の要素との間に設けられることを
特徴とするネジ込み管状接続装置。
【請求項１５】
請求項１から請求項１４の何れか一項に記載のネジ込み管状接続装置において、前記リッ
プ（５）が前記雄要素（１）上に位置することを特徴とするネジ込み管状接続装置。
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【請求項１６】
請求項１から請求項１５の何れか一項に記載のネジ込み管状接続装置において、前記リッ
プ（５）の外部周囲上の環状溝によって前記第３の帯（９）が形成されることを特徴とす
るネジ込み管状接続装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、密封式ネジ込み管状接続装置に関し、特に軸方向引張り、軸方向圧縮、平面
の曲げ、内圧又は外圧、およびそれらの組合せのような静荷重に強いものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記のネジ込み管状接続装置は、ここでは以下『接続部』と呼ぶが、例えば大きな長い
管である第１の管状構成部分の終端の雄要素と、例えば大きな長い管又は継ぎ手である第
２の管状構成部分の終端の雌要素との結合によって構成される。これらの各要素は、金属
シール面が設けられており、相手方の要素の金属シール面と半径方向に締まり嵌めされる
。そのような接続は例えば、炭化水素井や地熱井のような同様の井戸用の密封ケーシング
や一連の管組織を構成するために使用される。
【０００３】
　特に、本発明は、半径方向に締まり嵌めされる金属シール面を含むプレミアム接続とし
て知られている接続に関係があり、正確に前記シール面の位置を決めるように意図される
内側迫台表面、外側迫台表面あるいは中央迫台表面に関係している。気体を含む流体の高
い圧力に対してシールを伴う接続を提供するようなシール面は、非常に重大な領域である
。
【０００４】
　炭化水素井では、そのような接続部は管の軸方向に沿って引張、圧縮、曲げ、或いは圧
力のような様々な負荷にさらされる。それらの様々な負荷は時間に応じて変わってもよく
、例えばケーシングストリングを接合する場合（外部の圧力の増加）、製造工程の間 （
内圧の増加）、あるいは保守作業の間（停止して、製造を再開する）でさえ、また単独で
あるいは組合せで作用してもよい。上記の負荷が適用される場合、上記の接続部が上記の
機械的負荷を許容するだけでなくきついままであると予想される。そして、上記の接続部
が例えば、単に1台だけの外部迫台及び／又は中央の迫台を有しているが、内部迫台を有
しない場合、特に内圧が加えられる場合も、同様である。
【０００５】
　用語「内部迫台」は、管状構成部分の内周面に接近して位置し、そして雄要素の自由端
部に接近して置かれる迫台を意味する。この理由で、特にネジ部に接近して置かれたシー
ル面の機能を最適化することにより、内圧についてのそれらの密閉する特性を増加させる
ために、上記の接続部（特に内部迫台がないもの）を改善することが必要になった。
【０００６】
　先行技術では、上記の接続部が、内圧のような負荷にさらされる金属シール面のシール
を改善するための手段で、内部迫台を含むか含まない手段を提供する。これらの手段は、
ドイツ特許ＤＥ４４４６８０６号と国際特許出願WO００／０８３６７に記述されている。
【０００７】
　ドイツ特許ＤＥ４４４６８０６号の図３は、雌要素（１）と雄要素（７）を含む内部迫
台（１０）であって、ネジ部に近い１組の主要な接触面（４）と、遷移の表面（１１）に
よって分離された内部迫台（１０）に近い1組の第２の接触面（８）とからできている金
属－金属シーリングシステムを含むそれらの自由端部から構成される接続を開示する。第
２の接触面（８）の形状は、それらが置かれる要素にかかわらず先細である； 主要な接
触面（４）の形状は、雄要素（７）に置かれた面には丸屋根で、雌要素（１）に置かれた
面に向かって先細になっている。接続部のシールを内圧に対して最適化するために、内部
迫台（１０）に隣接している雄要素の帯（１２）の外側周囲面は、そのレベルにリップの
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厚さを低減するように機械加工される。その結果、雄要素（７）の自由端部がよりよい弾
性を備え、そして内圧が加えられる場合、第２の接触面（８）でよりよい接触圧力を提供
する。また、第２の接触面（８）は、機械加工の欠陥や扁平率の欠陥のような管状の構成
部分の不規則性の場合に、その周囲の全体に関して主要な接触面（４）の最適な半径方向
の位置決めを確実にする。
【０００８】
　国際特許出願WO００／０８３６７の図７は、内部迫台を有しない接続部について記述し
、ここで雄要素（３０）は、その自由端部で、雌要素（４０）に配置された対応するハウ
ジングと接触するために適した2つのゾーンを含むリップで構成される。ネジ部側面に配
置された第一接触帯は、その外側周囲面に先細シール面（３２）を有している。第一接触
帯に近い第二接触帯は、雄要素の自由端部（３６）から短距離で配置され、そのテーパー
がシール面（３２）のテーパーより少なくとも２０％は大きいテーパー面（３３）がある
。第一接触帯（３２）では、雄要素（３０）と雌要素（４０）の間の幾何学的な干渉（in
terference）は、第二接触帯（３６）のそれより弱い。接触帯の姿勢によって、接続部が
第二接触帯（３６）でさらされる曲げモーメントと横方向力を最適化することが可能にな
り、その結果、接続部を漏れから防ぐために任意の塑性変型（plastification）からシー
ル面（３２）を防御する。ドイツ特許ＤＥ４４４６８０６号のように、機械加工の欠陥や
扁平率の欠陥のような管状の構成部分の不規則性の場合に、この第二接触帯（３６）によ
ってその周囲の全体に関するシール面の最適の半径方向の位置決めが提供される。
【０００９】
　雄雌要素のシール面間の干渉接触圧力を増加させることにより、連続的な内圧負荷にさ
らされるような接続のシール特性を最適化する別の方法も追求された。また、我々はあら
ゆる様々な負荷モードの下で十分に機能する接続を追求した。また、本発明が特定用途の
内部シールを構成する接続部、一定外径との特別な接続（フラッシュ）、並びに雄雌要素
間の僅かに異なる外径との接続（半フラッシュ）で、十分に機能する接続装置を得るよう
に努力した。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明において、本接続装置は、第１の管状構成部分の端部に配置され、雄ネジ部を含
む雄要素、および第２の管状構成部分の端部に配置され、雄ネジ部に対応する雌ネジ部を
含む雌要素で構成される。雄雌要素の少なくとも一方は、ネジ部を越えて要素の自由端部
まで届くリップを有する。他方の要素は、リップのための凹部を有する。
【００１１】
　リップは、他方の要素の方へ向いた周囲面を備えた第１の帯を含み、その上に設けられ
る第１のシール面が他方の要素の凹部の周囲面に配置された対応する第２のシール面に対
して半径方向に締まり嵌めされるように配置される。リップは、前記第１の帯と要素の自
由端部の間で軸方向に位置した第２の帯を有する。この第２の帯は、他方の要素の対応す
る部分に対して半径方向に押圧される帯であり、他方の要素の前記凹部の周囲面上の第２
の軸受ラジアル面に接する状態で、他方の要素の方へ向いた第１のラジアル軸受面を有す
る。
【００１２】
　本発明の主要な特性によると、前記第１の帯と前記第２の帯は、前記第１の帯と前記第
２の帯より低い半径方向のスチフネス（stiffness）を備えた第３の帯によって軸方向に
分離されると共に、該第３の帯はその上にかけられる圧力によって他方の要素の方へ半径
方向に変形する。
【００１３】
　より好ましくは、前記第３の帯の厚さは、前記第１の帯の厚さおよび前記第２の帯の厚
さより薄いとよい。より好ましくは、前記第３の帯の最小厚さが前記リップの厚さの６０
％から８０％の範囲であるとよい。より好ましくは、前記第３の帯の最小厚さが前記リッ
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プの厚さの７０％であるとよい。
【００１４】
　好ましくは、前記第３の帯の厚さが最小である区間の長さが０．２５ｍｍから５ｍｍの
範囲であるとよい。好ましくは、前記第３の帯の厚さが最小である区間の長さが０．５０
ｍｍであるとよい。好ましくは、前記第２の帯が前記要素の自由端部に位置するとよい。
好ましくは、第１のラジアル軸受面が円環状の面の一部分であるとよい。好ましくは、円
環状の表面部分の半径が５ｍｍ以下であるとよい。
【００１５】
　より好ましくは、第２のラジアル軸受面が円筒表面の一部分であるとよい。好ましくは
、第１のラジアル軸受面と第２のラジアル軸受面が、第１のシール面と第２のシール面の
間の幾何学的な干渉より５％から２０％の範囲で大きな幾何学的な干渉をしているとよい
。好ましくは、第１のシール面と第２のシール面が実質的に等しいテーパーを備えたテー
パー面部分であるとよい。

【００１６】
　より好ましくは、前記テーパー面部分がテーパーを５％から５０％の範囲で有するとよ
い。好ましくは、リップの自由端部の前面と他方の要素との間に空隙があるとよい。好ま
しくは、前記リップが雄要素に位置するとよい。本発明の一実施形態によると、リップの
外部周囲上の環状溝によって前記第３の帯が定義される。
【００１７】
　本発明の別の利点および特性は、発明のよりよい理解を提供するために作用するだけで
なく、必要なときにはその定義にも寄与する、以下の発明の詳細な説明並びに添付の図面
から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は本発明の一実施形態による同一平面上の接続部における長手方向の片側断
面図を示す。図１では、接触面間の幾何学的な干渉を強調している。
【図２】図２は本発明の図１の同一平面上の接続部における雄雌要素の好ましい実施例の
長手方向の片側断面図を示す。
【図３】図３は内圧にさらされる本発明の同一平面上の接続部における長手方向の片側断
面図を示す。図３では、接触面間の幾何学的な干渉を強調している。
【図４】図４は様々な連続的負荷モードにさらされた、異なる種類の同一平面上の接続部
について有限要素分析法によって得られた相対的な接触圧力測定を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図1は、第１の管状構成部分１’の端部に配置された雄要素1と、第２の管状構成部分２
’の端部に配置された雌要素２を有する同一平面上の接続部（flush connection）の好ま
しい実施例を示す。接続部の軸芯は破線ＸＸ’によって表わされる。雄要素1は、雄ネジ
部３と雄要素の自由端部６まで雄ネジ部３を延長する雄リップ５を有する。雄リップ５は
次のものを含む（図２ｂを参照）：
・第１のシール面１３が置かれる外側周囲面を備えた雄ネジ部３の後に位置する第１の帯
７；
・雄要素1の端部にある第２の帯８であって、雌要素２の方へ向いた外側周囲面を有する
。その上には、雌要素２に配置された対応する第２のラジアル軸受面１２と接触する第１
のラジアル軸受面１４が配置される；
・第１の帯７と第２の帯８との間で軸方向に位置する第３の帯９であって、その半径方向
のスチフネスは第１と第２の帯７、８のスチフネスよりも低い。
【００２０】
　雌要素２は、雄ネジ部３に対応する雌ネジ部４を有し、かつ雄要素1のリップ５に対応
し、これと協働する凹部１０を形成する非ネジ部を有する。雌の凹部１０には、雄要素1
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の対応する第１のシール面１３に対して半径方向に締まり嵌めされるように形成される第
２のシール面１１と、リップ５の第１ラジアル軸受面１４と接触する第２のラジアル軸受
面１２とを有する内側に湾曲した周囲面がある。図２ａを参照のこと。
【００２１】
　この周囲面は、一方の側で雌ネジ部４と接続され、他方の側で雌肩部１５を経由して第
２の管状構成部分２’の均一な部分又はボディの円筒状の内側周面と接続される。雌要素
の肩部１５と、雄要素の自由端部６の前面との間で空隙が設けられる。雌要素の自由端部
は、実質的に横方向に配置された環状軸方向の迫台面１６を構成する。この外部迫台１６
は外部シール面１８、１９と内部シール面１３、１１に対して、互いに関して軸方向に位
置し、その結果としてそれらの半径方向の締まり嵌めを行なうことを可能とする。
【００２２】
　図1は、内部シール面１３、１１および外部シール面１８、１９のシール面、並びにラ
ジアル軸受面１４、１２の間の幾何学的な干渉を示す。用語「幾何学的な干渉」は、接続
要素の図面上あるいは組立ての前に各要素上で測定した、雄要素1と雌要素２の対応面間
の直径の差を意味する。図2は、雄リップ５（図２ｂ）および雌の凹部１０（図２ａ）の
本発明の好ましい実施例を示す。接続部の軸芯は破線ＸＸ’によって示される。
【００２３】
　図２ｂの中で示される雄リップ５には外側周囲面、および第１管状構成部分１’の内側
周囲面のエンドゾーンに相当する内側周囲面がある。そこで、雄リップ５は、ネジ切り直
後に測定されると厚さｅｌを有し、これは、例えば、管状構成部分１’の厚さｅｔの３０
％と実質的に等しい。
【００２４】
　雄リップ５の内側周囲面は、雄ネジ部３からスタートし、雄要素の自由端部６に近づく
もので、第１のシール面１３が設けられる第１の帯7は、図２ａで示される雌要素２に配
置された対応する第２のシール面１１に対して半径方向に締まり嵌めされる。これら第１
と第２のシール面１３、１１は、例えばこの場合１０％のテーパーがある、テーパー面の
部分である。５％未満のテーパーは、摩耗に関する問題を引き起こす可能性がある。また
、５０％以上のテーパーは、厚すぎるリップを必要とする危険にさらす。
【００２５】
　雄リップ５の内側周囲面は、雄要素の自由端部６で、第１のラジアル軸受面１４が設け
られる第２の帯８を有する。第２の帯８は、図２ａで示される雌要素２の対応する凹部１
０に配置された、第２のラジアル軸受面１２と接触するのに適する。第１と第２のラジア
ル軸受面１４、１２は、第１と第２のシール面１３、１１の幾何学的な干渉よりできれば
約５％～２０％高く、好ましくは５％から１５％高い幾何学的な干渉を有するのがよい。
【００２６】
　ラジアル軸受面１４、１２の間の干渉がシール面１３、１１の間の干渉以下である場合
、組立ての後に雌要素２に対してリップ５の第２の帯８のラジアル軸受を確保できない。
あまりにも大きな干渉は、シール面１３、１１の密閉特性を下げる危険にさらす。雄要素
1と雌要素２がさらされる引張荷重と圧縮荷重に関して軸方向変動が生ずる場合でも、ラ
ジアル軸受面間の定接点圧力が維持されなければならない場合には、第１のラジアル軸受
面１４は、半径が実質的に５mm以下である円環状の表面部分であり得、雌要素２に配置さ
れた対応する第２のラジアル軸受面１２は、円筒表面を備えた部分であり得る。
【００２７】
　雄リップ５の内側周囲面は、第１の帯７と第２の帯８の間にある第３の帯９を有し、そ
の半径方向のスチフネスは第１の帯７と第２の帯８のスチフネスよりも低い。この第３の
帯９は、リップ５の外側周囲面上の環状溝によって定義される。溝９の周囲面は、例えば
、テーパー面を備えた部分経由で第１シール面１３と、並びに円環状の面の部分経由で第
１ラジアル軸受面１４と、接続された円筒表面１７を有する。円筒表面１７は、第３の帯
９の最小厚さ部分を構成する。
【００２８】
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　第３の帯９の最小厚さ部分の軸方向長ｌｒは、この場合０．５ｍｍと等しい。この軸方
向長ｌｒは、第１シール面１３に結合されたテーパー面を備えた部分と、第１ラジアル軸
受面１４に結合された円環状の面を備えた部分の間で測定される。軸方向長ｌｒが０．２
５ｍｍ未満の場合は、半径方向のスチフネスが不十分となる。また、軸方向長ｌｒが５ｍ
ｍより長い場合は、あまりにも大きくなる。第３の帯９の厚さｅｒは、円筒表面１７と雄
リップ５の外側周囲面の間で測定されるもので、雄ネジ部３のネジ切リ直後で測定した雄
のリップの厚さｅｌ未満である。厚さｅｒは、雄リップ５の厚さｅｌの６０％から８０％
の範囲にある。望ましくは、厚さｅｒは、雄リップ５の厚さｅｌの７０％である。
【００２９】
　厚さのこの減少によって、第３の帯９の半径方向のスチフネスが減少し、内圧（ＩＰ）
がその上にかけられる場合、それの雌要素２に向かっての半径方向の変形を許容する。接
続部の密封性能を明確にすることを可能にする認定試験の間に適用される第２の内圧サイ
クル（ＩＰ）の時に、第１と第２のラジアル軸受面１４、１２の間の接続を確保するにつ
いて、雄リップ５の厚さｅｌの６０％未満あるいは８０％以上の厚さはそれほど効果がな
い。
【００３０】
　これらの認定試験は、国際規格ＩＳＯ１３６７９（ケーシングおよび管材料ストリング
用の接続部の試験手順）で定義されている。そこでは、接続部が井戸での使用の間にさら
される負荷の様々な組合せのサイクルが、接続部のシールが良好かをテストするために適
用される。「半径方向のスチフネス」の概念には、この場合材料に固有の特性および寸法
の特性を含んでいる。
【００３１】
　図３は、内圧（ＩＰ）が加えられる雄要素1と雌要素２を有する状態に組立てられた本
発明に従う接続部について記述する。雄要素1は、雄ネジ部３の後であって自由端部の方
に向かう雄リップ５で構成される。雄リップ５の外側周囲面は、第１のシール面１３、第
１のラジアル軸受面１４、および第１シール面１３と第１ラジアル軸受面１４の間に位置
する円筒状の周囲面１７を備えた環状溝９で構成される。雌要素２は、雄リップ５に対応
する凹部１０を有し、凹部１０の上に第２のシール面１１および第２のラジアル軸受面１
２が置かれる。これらの様々な表面１３、１４、１１、１２および１７の幾何学的形状は
、図２ａおよび図２ｂに記述された通りである。組立て状態では、雄要素1の自由端部6の
前面は、雌要素２と接触しない。したがって、2つの要素間で空隙が設けられる。
【００３２】
　図３で曲線によって概略的に示されるように、接続部への内圧（ＩＰ）の適用によって
、第３の帯９に半径方向の変形を生成する。この半径方向の変形によって、第１と第２の
シール面（１３、１１）の接触帯および第１と第２のラジアル軸受面１４、１２の軸受帯
において、特に第１と第２のシール面１３、１１の接触帯で接触圧力が増加することを可
能にする弾性の干渉接触エネルギーの過剰が生成される。
【００３３】
　第１と第２のラジアル軸受面１４、１２でも、過剰エネルギーが生成される。しかし、
第１と第２のラジアル軸受面１４、１２の間の接触圧力は、第１と第２のシール面１３、
１１の間の接触圧力よりも低い。その理由は、端部でのラジアル軸受面１４、１２の姿勢
と、ラジアル軸受面１４、１２とシール面１３、１１の間の相対的幾何学的な干渉にある
。
【００３４】
　第１と第２のラジアル軸受面１４、１２の役割は、内圧（ＩＰ）が加えられる場合に、
雄要素１と雌要素２の間の第２の接続部が、第１と第２のシール面１３、１１の間の接触
圧力を増加することを確保するばかりでなく、また、今の場合、接続部の作動中に受ける
引張り及び／又は圧縮荷重によって引き起こされる雄要素1と雌要素２の間の軸変位にか
かわらず、第１と第２のラジアル軸受面１４、１２の間に一定の締まり嵌めを維持するこ
とである。



(8) JP 5211175 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

【００３５】
　図4のグラフでは、荷重サイクルを受ける第１と第２のシール面間のいくつかの接続部
で、接触領域（以下では接触圧力積分と名付けられる）が比較される。横座標は、適用さ
れる様々な負荷を表し、縦座標は、第１と第２のシール面の接触部（接触領域）に沿って
得られた接触圧力積分を表わす。この接触圧力積分は有限要素分析法によって測定される
。得られた値は、百分率として表現される相対値であり、参照された第１と第２のシール
面、すなわち、本発明のそれら接続部において、第２のラジアル軸受面と第３の帯を除い
たものに対して正規化される。
【００３６】
　下記の表1は、図4のグラフの横座標上の引用符号の意味を定義する。
【表１】

　表１：図4の引用符号の意味
【００３７】
　そして、以下の接続部に対して接触圧力積分がシミュレートされた：
　具体例Ａ：ラジアル軸受面のない基準接続部；
　具体例Ｂ：図1の本発明の実施例に従う接続部。
【００３８】
　基準接続部（例Ａ）と比較して、内圧が加えられる場合、図1の接続部（例Ｂ）の密封
性の方が、実質的によいことが理解される。本発明の図1の接続部が提供している第１と
第２のラジアル軸受面（１４、１２）および第３の帯９による有利な影響が、このように
実証された。
【００３９】
　本発明の1つの利点は、内圧（ＩＰ）の影響の下で変形可能な雄リップ５の帯が作られ
、変形によって得られたエネルギーが第１と第２のシール面１３、１１で補足の接触圧力
を生成するために使用されることである。図2に示される本発明の実施例の別の利点は、
第１と第２のラジアル軸受面１４、１２によって内圧（ＩＰ）をブロックするか少なくと
も制限することである。その結果、第１と第２のシール面１３、１１は任意の損傷から保
護されている。しかしながら、第１と第２のラジアル軸受面にとって、組立ての後に完全
な緊密接触状態であることを必要とはしない点には注意すべきである。
【００４０】
　図2に示される本発明の好ましい実施例のさらに進んだ利点は、接続部の作動中にさら
される引張荷重及び／又は圧縮荷重によって生成される雄要素1と雌要素２の軸方向移動
にもかかわらず、ラジアル軸受面１４、１２の幾何学形状によって一定の締まり嵌めを維
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【００４１】
　説明は省くが、環状溝９はリップの内周面に設けられてもよい。フランスの特許ＦＲ２
８３３３３５号に開示されるように、第１と第２のシール面１３、１１は、一方の要素上
で円環状であって他方の要素上で先細でもよく、両方が円環状の表面でもよく、あるいは
一方の要素上で円環状とテーパー面であって、他方の要素上でテーパー面の組合せでもよ
い。
【００４２】
　もちろん、本発明は、また第１、第２、並びに第３の帯を雌要素の1つのリップに配置
することも可能である。したがって、本発明は、平面上の接続部以外の接続部、例えば半
同一平面上の接続部（ここでは雌要素の外径は雄要素の外径より、極めてわずかに大きい
だけである）として知られている接続部、中央の迫台を有する接続部、迫台のない接続部
、あるいはカップリング形状の接続部のような接続部にも適用することができる。

【図１】 【図２ａ】
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【図４】



(11) JP 5211175 B2 2013.6.12

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100118647
            弁理士　赤松　利昭
(74)代理人  100138519
            弁理士　奥谷　雅子
(74)代理人  100138438
            弁理士　尾首　亘聰
(74)代理人  100123892
            弁理士　内藤　忠雄
(74)代理人  100131543
            弁理士　常光　克明
(74)代理人  100159020
            弁理士　安藤　麻子
(74)代理人  100097744
            弁理士　東野　博文
(74)代理人  100161539
            弁理士　武山　美子
(74)代理人  100169993
            弁理士　今井　千裕
(72)発明者  ジロー、ローラン
            フランス国、エフ－５９１４４　ヴァルニー・ル・プティ、リュ・ド・ラ・ボワクレット　５１４

    審査官  渡邉　洋

(56)参考文献  特表２００５－５１１９９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００３－５１４２０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００５－５２２７１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－１７１５８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００３－５２９７３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              独国特許発明第４４４６８０６（ＤＥ，Ｃ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ１６Ｌ１５／００－１５／０８
              Ｅ２１Ｂ４３／００　　　　
              Ｅ２１Ｂ１７／０８　　　　
              Ｅ０４Ｂ１７／０４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

